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新たな電子デバイス・システムの創成

センサ工学
機能性薄膜材料知能性バイオ材料

MEMS技術シリコン半導体
集積回路 信号処理システム

マイクロ・ミリ波
チューナブル素子

Si MOSLSI混載
集積化赤外線センサ

力覚・触覚
マイクロセンサ

リポソーム・バイオセンサ
センシング

マイクロ超音波
アレイセンサ

・ペロブスカイト酸化物
・強誘電体/圧電体

・マイクロ/ナノマシニング
・リソグラフィ/エッチング

・人工細胞膜
・タンパク質

・集積化センサ
・スマートセンサシステム



携帯電話・ 受信回路部の例
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応力検知
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超音波三次元計測
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Si MOS LSI 一体化センサ集積回路：
新規動作原理CMOS LSI混載
赤外線集積センサシステム

新たな検知原理による力覚・触覚センサ：
マイクロカンチレバー型力センサ
アレイ化・多軸センシングシステム

三次元計測用超音波センサ：
圧電型マイクロセンサアレイ
リアルタイム計測・信号処理システム

バイオ材料物理化学現象の検知：
リポソーム人工細胞膜を用いた
バイオセンシング・バイオセンサ

強誘電体薄膜を用いた新構造マイクロ波・ミリ波デバイス：
BSTチューナブルデバイス


